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１．概要（Summary） 
電子スピン共鳴（ESR）法を微細半導体デバイスに対して

測る方法として電流検出 ESR（EDMR）法がある。

EDMR 法では、ESR 測定装置に微細半導体デバイスを

セットして ESR スペクトルの測定を行うが、微細デバイス

試料と装置のマッチングを取るための専用試料プレートの

設計が測定の感度、および測定のやり易さを大きく左右

する。そこで新しい設計指針で試料プレートを作製して、

ウェハダイシングマシンでダイシング加工した後に、

EDMR 測定装置に装着して実際に使用し、既存の試料

プレートとの比較検討を行った。 
 
 
２．実験（Experimental） 
設計方法を変えた 4.30×50mm のサイズの新型の試料

プレートは125mm角の特殊プリント基板上に25×2列で

並べられている。各試料プレート上には 0.5mm ピッチで

金属配線がプリントされており、短片の 4.30mm 幅を使っ

てアライメントを行い試料ホルダー側の 0.5mm ピッチ配

線と接続する仕掛けになっている。したがって、短辺を

4.30mm に精密に揃える必要があり、この目的のために

ウェハダイシング装置を利用した。 
 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 
ダイシング加工によって切り離した試料プレートを EDMR
測定装置に装着して実際に EDMR 測定に使用してもら

った（筑波大学梅田研究室の方が実施）。新型の EDMR
試料プレートは既存の試料プレートよりも広い測定条件で

使用することができた。検出感度については明確なゲイン

は確認できなかった。 
以上の結果、新型の試料プレートは有効と判断して、実

際の EDMR 研究に使用してもらった。 
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